清源创新实验室椭圆偏振光谱仪需求调研情况
一、仪器设备使用的项目
中国福建化学工程科学与技术创新实验室(清源创新实验室)测试中心拟购置椭圆偏振光谱仪，用于探测薄膜厚度、光学常数以及材料微结构的光学测量，对样品没有破坏且不需要真空，广泛用于半导体、电介质、聚合物、有机物、金属分析等领域。清源创新实验室将承担大量科研和研究生培养工作，但目前没有椭圆偏振光谱仪，无法开展相关的研究工作。鉴于上述情况，测试中心经过多轮讨论，一致认为，椭圆偏振光谱仪是清源创新实验室目前需求迫切、能发挥较大效益的分析仪器。所以清源创新实验室测试中心申请购置一台主要服务于清源创新实验室、以测试为主、性能指标能够满足常规科研和教学需要、精确度高、性能稳定可靠的椭圆偏振光谱仪。
二、在该项目中所承担的任务
椭圆偏振光谱仪可通过测量得到反射光的偏振态、幅度、相位，拟合得出材料的折射率、消光系数等光学常数信息。目前清源创新实验室尚无椭圆偏振光谱仪，该设备的购买可供实验室各研究方向使用。该设备的引入，有利于促进清源创新实验室在催化、高分子等领域的研发工作，提升科研分析方面的水平，提高研究生的综合知识和创新能力。
三、国内外同类项目所用的仪器设备及优缺点对比

	仪器品牌
	颐光科技
	Horiba
	Woollam

	仪器型号
	SE-VE-L
	Uvisel Plus
	M2000

	仪器归属
	国产
	进口
	进口

	光谱范围
	400-800nm
	190-2100nm
	380-1000nm

	光谱分辨率
	< 0.4nm@(UV-VIS) 
	逐波段点扫描，取决于设置步进值
	优于1 nm

	调制技术
	旋转补偿器PCrSA调制技术
	光弹调制器PME电调制 
	旋转补偿器PCrSA调制技术

	单点测量时间
	不超过12s
	5-30min（取决于设置扫描波长步进值）
	＜15s

	测量光斑
	大光斑：1- 4 mm；
	2mm
	大光斑：1–4 mm；
微光斑：小于300μm

	光源
	卤素灯
	氙灯
	卤素

	厚度重复精度
	0.01@100nmSiO2/Si, 30次测量
	0.01nm，SiO2硅片, 15次
	0.005@100nmSiO2/Si, 30次测量



四、条件准备情况
实验室具备电（220V单相电源）、通风（排气系统）、实验平台等安装条件。
五、可能存在的安全性问题
[bookmark: _GoBack]该设备使用过程无放射物产生，可能产生少量废气、废液可由通风净化系统及废液收集系统处理，不会产生安全性问题。
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